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LETTERS 

Very fast­opening UHV gate valve
Kurt Sonderegger, Michael Dür, Joachim Buthig, Sarantis Pantazis and Karl Jousten
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 060601 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4813836

 V IEW DESCRIPTION

Investigation of arsenic and antimony capping layers, and half cycle reactions during
atomic layer deposition of Al2O3 on GaSb(100)
Dmitry M. Zhernokletov, Hong Dong, Barry Brennan, Jiyoung Kim, Robert M.
Wallace,Michael Yakimov, Vadim Tokranov and Serge Oktyabrsky
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 060602 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4817496

 V IEW DESCRIPTION

Growth of one­dimensional vertically aligned carbon nanostructures on SiC—Catalyst
effect
Göknur (Cambaz) Büke
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 060603 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4819375

 V IEW DESCRIPTION

Modified high power impulse magnetron sputtering process for increased deposition
rate of titanium
Paul Michael Barker, Erik Lewin and Jörg Patscheider
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 060604 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4819296

 V IEW DESCRIPTION

INTERFACES 

Probing ultrathin film continuity and interface abruptness with x­ray photoelectron
spectroscopy and low­energy ion scattering
Wenyu Zhang, Rambert K. Nahm, Paul F. Ma and James R. Engstrom
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061101 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4812695

 V IEW DESCRIPTION

Band offsets for mismatched interfaces: The special case of ZnO on CdTe (001)
John E. Jaffe, Tiffany C. Kaspar, Timothy C. Droubay and Tamas Varga
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061102 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4816951

 V IEW DESCRIPTION

PHOTOVOLTAICS AND ENERGY 

Modeling of the effects of charge transport on voltage­dependent photocurrent in
ultrathin CdTe solar cells
Salman M. Arnab and M. Z. Kabir
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J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061201 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4813323

 V IEW DESCRIPTION

PLASMA SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Novel ArF photoresist polymer to suppress the formation of roughness in plasma
etching processes
Takuji Uesugi, Takeru Okada, Akira Wada, Keisuke Kato, Atsushi Yasuda, Shinichi
Maeda and Seiji Samukawa
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061301 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4815829

 V IEW DESCRIPTION

Atomic layer etching removal of damaged layers in a contact hole for low sheet
resistance
Jong Kyu Kim, Sung Il Cho, Sung Ho Lee, Chan Kyu Kim, Kyung Suk Min and Geun Young
Yeom
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061302 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4816321

 V IEW DESCRIPTION

Electron depletion via cathode spot dispersion of dielectric powder into an overhead
plasma
Eric D. Gillman and John E. Foster
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061303 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4817753

 V IEW DESCRIPTION

Effect of open area ratio and pattern structure on fluctuations in critical dimension and
Si recessa)

Nobuyuki Kuboi, Tetsuya Tatsumi, Masanaga Fukasawa, Takashi Kinoshita, Jun
Komachi,Hisahiro Ansai and Hiroyuki Miwa
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061304 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4817811

 V IEW DESCRIPTION

Inductively coupled plasma–reactive ion etching of c­ and a­plane AlGaN over the entire
Al composition range: Effect of BCl3 pretreatment in Cl2/Ar plasma chemistry
Amit P. Shah, Masihhur R. Laskar, A. Azizur Rahman, Maheshwar R. Gokhale and Arnab
Bhattacharya
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061305 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4818871

 V IEW DESCRIPTION

Measurements of sputtered neutrals and ions and investigation of their roles on the
plasma properties during rf magnetron sputtering of Zn and ZnO targets
L. Maaloul and L. Stafford
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061306 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4821186

 V IEW DESCRIPTION
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Effect of process parameters on properties of argon–nitrogen plasma for titanium
nitride film deposition
Partha Saikia and Bharat Kakati
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061307 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4821540

 V IEW DESCRIPTION

Experimental and numerical investigations of electron density in low­pressure dual­
frequency capacitively coupled oxygen discharges
Jia Liu, De­Qi Wen, Yong­Xin Liu, Fei Gao, Wen­Qi Lu and You­Nian Wang
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061308 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4822059

 V IEW DESCRIPTION

Ion optical effects in a low pressure rf plasma
Hans Oechsner and Hubert Paulus
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061309 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4823104

 V IEW DESCRIPTION

Damaged silicon contact layer removal using atomic layer etching for deep­nanoscale
semiconductor devices
Jong Kyu Kim, Sung Il Cho, Sung Ho Lee, Chan Kyu Kim, Kyung Suk Min, Seung Hyun
Kang and Geun Young Yeom
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061310 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4823335

 V IEW DESCRIPTION

Space and phase resolved ion energy and angular distributions in single­ and dual­
frequency capacitively coupled plasmas
Yiting Zhang, Mark J. Kushner, Nathaniel Moore, Patrick Pribyl and Walter Gekelman
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061311 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4822100

 V IEW DESCRIPTION

Spray deposition of nanostructured metal films using hydrodynamically stabilized, high
pressure microplasmas
Travis L. Koh and Michael J. Gordon
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061312 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4825129

 V IEW DESCRIPTION

Effect of titanium contamination on oxygen atom recombination probability on plasma
conditioned surfaces
Ashutosh K. Srivastava, Rohit Khare and Vincent M. Donnelly
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061313 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4825113
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SURFACES 

Microstructure and mechanical properties of Ti–B–C–N–Si nanocomposite films
deposited by unbalanced magnetron sputtering
Jaeho Jang, Eunsol An, In­Wook Park, Dae­Geun Nam, Ilguk Jo, Jianliang Lin, John J.
Moore, Kwang Ho Kim and Ikmin Park
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061401 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4815952

 V IEW DESCRIPTION

Phase transition of In/Si(111)­4×1 surface studied with low­energy electron diffraction
Jonghoon Yeo, Hyungjoon Shim and Geunseop Lee
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061402 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4816940

 V IEW DESCRIPTION

Mechanisms for hyperthermal polyatomic hydrocarbon modification of PMMA surfaces
from molecular dynamics simulations
Kamal Choudhary, Leah B. Hill, Travis W. Kemper and Susan B. Sinnott
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061403 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4823477

 V IEW DESCRIPTION

Role of gold nanoclusters supported on TiO2(110) model catalyst in CO oxidation
reaction
Anton Visikovskiy, Kei Mitsuhara and Yoshiaki Kido
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061404 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4825117

 V IEW DESCRIPTION

Dissociation of trimethylgallium on the ZrB2(0001) surface
Kedar Manandhar, Michael Trenary, Shigeki Otani and Peter Zapol
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061405 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4826881

 V IEW DESCRIPTION

THIN FILMS 

Roughness evolution during the atomic layer deposition of metal oxides
Peter Antony Premkumar, Annelies Delabie, Leonard N. J. Rodriguez, Alain
Moussa andChristoph Adelmann
J. Vac. Sci. Technol. A 31, 061501 (2013); http://dx.doi.org/10.1116/1.4812707

 V IEW DESCRIPTION

Fabrication of superconducting tantalum nitride thin films using infrared pulsed laser
deposition
Saumyadip Chaudhuri, Ilari J. Maasilta, Lucie Chandernagor, Marion Ging and Manu
Lahtinen
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